roduntormation ZEISS Korrelative Partikelanalyse
Sparen Sie Zeit: Charakterisieren und klassifizieren Sie Partikel
nach ISO 16232 mit Licht- und Elektronenmikroskopie

We make it visible.



Identifizieren Sie prozesskritische Partikel in kiirzester Zeit

Analysieren Sie Partikel nach ISO 16232 mit Ihrem motorisierten Zoom- oder
Lichtmikroskop von ZEISS: Axio Zoom.V16 und Axio Imager.Z2m liefern Infor-

Auf den Punkt
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e Vortele mationen Uber Menge, GroRenverteilung, Morphologie und Farbe der Partikel,
Ihre Anwendungen Mit Polarisationskontrast konnen Sie zwischen metallischen und nicht-metal-
Ihr System lischen Partikeln unterscheiden. Identifizieren Sie kritische Partikel und reloka-

lisieren Sie diese in Ihrem ZEISS Rasterelektronenmikroskop (REM). Jetzt konnen
Sie die Materialzusammensetzung mit energiedispersiver Rontgenspektroskopie
(EDX) automatisch bestimmen. In einem gemeinsamen Bericht werden die
Ergebnisse der Licht- und Elektronenmikroskopie konsolidiert.

Technik und Details

Service

Erfassen Sie mehr Informationen in klrzerer Zeit: Durch die Kombination von
Licht- und Elektronenmikroskopie nutzen Sie die volle Leistung beider Systeme.




Einfacher. Intelligenter. Integrierter.

Gewinnen Sie mehr Erkenntnisse
Charakterisieren Sie prozesskritische Partikel und
identifizieren Sie Killerpartikel. Korrelative Partikel-
analyse (CAPA) kombiniert Ihre Daten von Licht-

und Elektronenmikroskopen. Detektieren Sie Partikel
mit Ihrem Lichtmikroskop. Jetzt kdnnen Sie diese

in Threm REM von ZEISS automatisch relokalisieren
und mit einer EDX-Analyse Informationen Uber ihre
Materialzusammensetzung erhalten. Verwenden Sie
die Galerie, um interessierende Partikel zu selektieren

und ihren Ursprung zu bestimmen.

Lichtmikroskopiebild eines Metallpartikels

Automatisiert und schnell

CAPA liefert Ihnen automatisch einen gemeinsamen
Bericht mit Ihren Ergebnissen aus der Licht- und der
Elektronenmikroskopanalyse. Zusatzlich kénnen Sie
lhre licht- und elektronenmikroskopischen Ergebnisse
in einer interaktiven Zusammenfassung kombinieren.
Mit CAPA erhalten Sie Ihre Ergebnisse bis zu zehnmal
schneller als mit aufeinanderfolgenden individuellen
Analysen durch Licht- und Elektronenmikroskopie.

Elektronenmikroskopiebild desselben Partikels

lhr dediziertes System

Mit wenigen Mausklicks bearbeiten Sie Projektinfor-
mationen, erstellen Berichte und archivieren lhre
Ergebnisse. Sehen Sie alle Klassifikationen und
ISO-Codes auf einen Blick. Die Galerie- und Evaluie-
rungsansicht bietet Ihnen einen schnellen Uberblick
Uber die Partikeltypen: reflektierend, nicht-reflektie-
rend und faserig. Finden Sie interessante Partikel auf
Knopfdruck wieder. Verwenden Sie den Uberpru-
fungsmodus, um Partikel zu reklassifizieren oder zu
bearbeiten.

Korrelation beider Bilder mit EDX-Analyse



lhr Einblick in die Technik dahinter

Ablauf einer Sauberkeitsanalyse

. EcoCMax,

Bericht nach ISO-Norm 16232



lhr Einblick in die Technik dahinter

Auf den Punkt lhr korrelativer Arbeitsablauf

lhre Vorteile

Ihre Anwendungen

LILLLIELT

lhr System

Technik und Details

Service
Korrelativer Lichtmikroskopie Wahlen Sie interessante Elektronenmikroskopie Starten Sie die
Probenhalter Partikel EDX-Analyse
= Probenhalter m Axio ZoomV16 = EVO m Korrelation
fUr Partikelfilter m  Axio Imager.Z2m = SIGMA m Bildverarbeitung
47 mm oder 50 mm = MERLIN m Konsolidierter Bericht

= Adapterplatte
m  Kalibriermarker

Lichtmikroskop Elektronenmikroskop A: EDX-Uberlagerung

B: Elektronenmikroskop
C: Lichtmikroskop
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Dokumentation der Ergebnisse

1. Reinheit nach 1ISO-Norm 16232

lhr Einblick in die Technik dahinter

3. CCC-Code und groBte Partikel

Documentation of cleanliness analysis according to 1SO 16232

Project data
Project No.:
Description:

P00056

Operator:
Test specification:
Comment:

VXCVXCVXCVXCVXCY
CAPA03092013 small Mosaix

Component identification

Name:

Drawing-No.:

No. of components:

Wetted area/component [cm2]:
Wetted volume/component[cm3]:
Pre-Treatment:

Microscope system for correlative analysis

Client data
Date:

Company:
Contact person:
Address:

Postal code:

Extraction conditions
Procedure:
Environment:
Solvent:

Brand name:

Supplier:

Type:

Misc.Type:

Amount [ml]:

Largest object:
Particle-ID: 377
Feret Max [pm]: 4314.34
Particle type: fibrous

Largest reflective particle

Particle types
all

reflective
non-reflective
fibrous

Largest non-reflective particle

ISO Code

CCC(N) = B222/C115/D93/E42/F21/G37/H90/123/J19/K5
CCC(N) = BO/C1/DO/E1/F7/GO/H32/111/J12/K2

CCC(N) = B222/C114/D93/E41/F14/G27/H56/111/J7/K2
CCC(N) = B0/C0/DO/EO/FO0/G1/H2/11/J0/K1

Largest fibrous particle

Supplier: Carl Zeiss Microscopy GmbH SEM supplier/type:
Microscope type: Axio Imager.Z2 EDS-detector supplier:
Objective magnification: 5 Application type:
Microscope camera: AxioCamMR3 Az:“caﬁo“ re':ip'e_ Particle-ID: 371 Particle-ID: 451 Particle-ID: 377
rotime [mel: Resolution EDS-detector [eV]: eret Max [um]: : : . eret Max [um]: :
Exposure time [ms] 5285 [ev] Feret Max [um]:  1288.70 Feret Max [um]:  1338.31 FeretMax [um]: 4314.34
Resolution [Pixel]: 1388 x 1040 .
Pixel scaling [um/Pixel]: 44.00 Chamber pressure [Pa]:
Acceleration voltage [KV]:
Calibration Counter value [cps]:
SEM magpnification [X-times]:
2. Klassifizierung von Metallpartikeln, 3. CCC-Code und groBte Partikel
max. Feretwerte nach ISO-Norm 16232
Part Nu Param Class B: | Class C: | Class D: | Class E: Class F: Class G: Class H: Class I: - Class K: x
c Absolute | 15 | o | Num | mb | Numb | Parame | Para | Parame| = ¢ ) Classes 5-15 | 15-25 | 25-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-400 | 400 - 600 ?IfosgoJi::? >= 1000
lal oo | < [ mumber | "7 | ber |er| 6 | fer meter] ter | G| Cleanlines @m) | (um) (um) (um) (um) (um) (um) (um) (um)
s b allo|us| % |su sum | weight | weigh| weight ed Slevel Stahl, unlegiert 0 0 0 11 6 1 0 0 0 0
s particles d % ed ted % | ed sum o _ 9
We: m Sum; s Stahl, legiert 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
Bl 5| 15 0 oKk[0.00| 0| 000 [ 000 |000| 000 [ 000 |NOA00VO0 Messing 0 0 0 0 1 0 ) ) 0 0
cl 15| 25 0 OK| 0.00| 0| 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00 |NOA00VO0 Si-haltig 0 0 0 1 0 0 ) 0 0 0
p| 25 | 50 0 ok| 000 | o | 000 | 000 | o000 | 000 | 0.00 |[NOA00VOO Alhaltig 0 0 0 6 3 2 0 0 0 0
E| 50 [ 100 0 oK| 0.00| 0| 000 [ 000 |000| 000 | 000 |NOADOVOO Zn-haltig 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0
F[ 100 [ 150 0 ok[ o000 0| 000 [ 000 [000| 000 [ 000 [NoA00VOO
G| 150 [ 200 2 OK|18.18| 2 | 18.18 [ 344.38 | 8.72 | 344.38 | 8.72 |N0,AD0,V00
H| 200 | 400 5 OK|45.45| 7 | 63.64 |1463.01| 37.06 | 1807.40| 45.78 | N0,A00,V00
1 | 400 | 600 3 OK|[27.27| 10| 90.91 | 1500.87 | 38.01 [ 3308.26| 83.79 | N0,A00,V00
J| 600 | 1000 1 OK| 9.09 | 11| 100.00 | 639.89 | 16.21 | 3948.15| 100.00 | N0,A00,V00
K| # 0 oK/ 0.00 | 11{100.00{ 0.00 | 0.00 |3948.15] 100.00 | N0O,AD0,V00
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Exakt auf lhre Anwendungen zugeschnitten

Typische Proben
m Dieselmotoren
m  Zylinderblocke
= Kurbelwelle

= ABS-Systeme

= Einspritzdlsen
m  Getriebe

Aufgabe

Sicherstellung der reibungslosen Funktion von Teilen

und Verifizierung der Sauberkeit der Bauteile durch

Sauberkeitsanalysen nach I1SO 16232 und VDA 19

m Spllen Sie die Teile mit Wasser und analysieren
und klassifizieren Sie mehr als 25.000 Partikel
auf einem Filter ab >5 pm.

Analysieren Sie Partikel von Olen und Bremsflussig-
keiten ab einer Grofse von 2 pm, um das Blockieren
von Filtern, Disen und Ventilen, Olalterung, Risse,
Lecks oder den Ausfall von Pumpen zu verhindern.
m  Analysieren und klassifizieren Sie Uber

50.000 Partikel ab einer Gréf3e von 2 ym.

Charakterisieren Sie prozesskritische Partikel

ZEISS CAPA bietet:

Lichtmikroskope mit Hellfeld- und Polarisations-
kontrast liefern Informationen Uber Anzahl, Form,
Grofse und Art der Partikel auf dem Filter. Mit dem
Elektronenmikroskop kdnnen Sie die Partikel zusatz-
lich mit EDX analysieren. CAPA bietet eine automa-
tische EDX-Messung der bis zu 200 gréfSten Partikel
oder von 200 Partikeln eines ausgewahlten Grofsen-
bereichs.
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ZEISS CAPA in der Anwendung

Typische Partikel im Lichtmikroskop Typische Partikel im Elektronenmikroskop

\ =

B,

Filtermembran mit verschiedenen Partikeltypen
A: Metallpartikel

B: Nicht-metallische Partikel

C: Fasern




ZEISS CAPA: Erleben Sie Qualitat in jeder moglichen Komponente

Auf den Punkt

lhre Vorteile

Ihre Anwendungen
lhr System
Technik und Details
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1 Mikroskope

Lichtmikroskope
= Axio ZoomV16

= Axio Imager.Z2m

Elektronenmikroskope
= EVO

= SIGMA

= MERLIN Compact

= MERLIN

2 Software

AxioVision

Softwaremodul: ZEISS Correlative Particle Analyzer
(CAPA) und MosaiX

SmartSEM

SmartPl

3 Zubehor

m Probenhalter fir Partikelfilter 47 mm oder 50 mm
= Adapterplatte

m  Kalibriermarker

Optionaler Adapterrahmen
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ZEISS CAPA: Systemubersicht

Aufrechtes Mikroskop mit Aufrechtes Mikroskop (LSM) mit Inverses Mikroskop mit Scanning-Tisch Aufrechtes Mikroskop mit Scanning-Tisch
mechanischem Tisch 75x75 mot. oder Scanning-Tisch von Prior (Probenhalter nur Universal B!)

Metalleinsatzplatte fur Tische von
Axio Imager Vario

432335-9160-000 432335-9091-000 |432335-9080-000 432335-9180-000
Einlegerahmen fur Probenhalter CorrMic MAT; Einlegerahmen K fiir Probenhalter Einlegerahmen fir Probenhalter Adapterplatte CorrMic mit
96x86 CorrMic MAT; 96x86 CorrMic MAT; 96x86 REM-Schnittstelle; 160x116

° 432335-9170-000
Adapterplatte CorrMic mit REM-
Schnittstelle; 96x86

1 1 u
1 1 '
'
432335-9101-000* ' 432335-9110-000 .* i E 432335-9130-000’f . ' 432335-9120-000’f .
'
Probenhalter CorrMic MAT &+ Probenhalter CorrMic MAT flr ' Probenhalter CorrMic MAT flr 0 Probenhalter CorrMic MAT fiir flache
Uniiverssl B ! Partikelanalyse; 47 mm ' Partikelanalyse; 50 mm ' Proben / Probenteller
0 Hinweis: nur fiir aufrechte Mikroskope!} Hinweis: nur fir aufrechte Mikroskope! | Hinweis: nur fiir aufrechte Mikroskope!
a : : 1
H ' '
' ' '
' ' '
0 \ ' * Fir korrelative Mikroskopie
- % ) ' ! zusatzlich erforderlich
_______________________________________________________ yessssssssssssssssssssssssssssses
'
432335-9151-000 ' schnitistelle des 432335-9190-000
REM-Adapter fur Probenhalter CorrMic ./ = Elektronenmikroskops Kalibriermarker CorrMic (Probenteller), 3 Stk.
MAT Universal B \(")

10
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ZEISS CAPA: Systemubersicht

Beispiel Probenhalterkonfiguration

Mikroskop Axio Imager.Z2m Axio Zoom.V16
Aufrechtes Mikroskop mit mechanischem Tisch 75x50 mot. Aufrechtes Mikroskop mit Scanning-Tisch S
Teil 1 Probenhalter Partikelfilter 47 mm Probenhalter Partikelfilter 47 mm
432335-9110-000 432335-9110-000
= =
m m
Teil 2 432335-9190-000 432335-9190-000
Kalibriermarker Kalibriermarke
CorrMic (Stub), 3 Stk. CorrMic (Stub), 3 Stk.
Teil 3 432335-9170-000 432335-9180-000
Adapterplatte CorrMic Adapterplatte CorrMic mit
mit REM-Schnittstelle; 96x86 REM-Schnittstelle; 160x116
Teil 4 432335-9160-000 435465-9050-000

Einlegerahmen fur Probenhalter
CorrMic MAT; 96x86

Adapterrahmen S 160x116
Auflicht

"1
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ZEISS CAPA: Systemubersicht

Konfigurationsbeispiel fiir die automatische Messung

Fir die halbautomatische Analyse nicht-reflektierender Partikel oder Partikel unter einer Groéf3e von 5 pm verwenden Sie zusatzlich das AxioVision Softwaremodul

Shuttle & Find.

Bestellnummer

Beschreibung

354751-9759-000

354737-9425-000

352137-9194-000

354800-9180-000

354850-9044-000

351450-6197-000

410130-1600-000

410132-1726-000

495010-0013-000

19" Farb-Flachbildschirm
Duale-Joystick-Steuerung
Bedienfeld mit Drehkndpfen und Tastatur gemals GB-Sprachpaket

Basiseinheit EVO MA 10. Wolfram-Emissionssystem, Lufteinlass bis 400 Pa, motorisierter 5-achsiger Tisch mit Software-Joystick,
SE-Detektor und Multilingual Win 7 LM 5SBSD-1 kV 16 mm Niedrigspannungs-Diode

Kammerkamera mit IR-Beleuchtung, Vollbildschirmanzeige (oberhalb der Tischtir montiert)
SmartPI-Partikelanalysepaket mit Bruker SDD Detektor

AxioVision Rel. 4.8.2 Software-Seitenlizenz fir EM (32 Bit)

AxioVision 4 Modul Korrelative Partikelanalyse Seitenlizenz fiir EM (32 Bit)

Axio Zoom V16-Konfiguration (ohne Okulare) mit maximaler Motorisierung, Partikelgrofen ab 5 pm
mit Objektiv 1,5x und ab 50 ym mit Objektiv 0,5x

12
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Technische Daten

Mikroskope

Lichtmikroskope

Elektronenmikroskope

Axio Imager.Z2m, Axio ZoomV16

EVO, SIGMA, MERLIN

Wesentliche Daten

Wiederauffindungsgenauigkeit

Kompatibilitat

Kalibrierung
Zusatzfunktion
Geschwindigkeit

Maximale Partikelzahl

<25 pm (grob); <10 pm (fein) — je nach Tisch

Detektor-Software: Bruker: Esprit-Software 1.9.4.3351, EdsMrg 1.4.0.38 SmartPI Version: V02.01 SP2 SmartSEM 5.6
Detektor-Software: Oxford: INCA 5.03 EdsMrg 3.1.0.39 flir W7 SmartSEM V5.05 SP5 SmartPl V02.01 SP1
Lichtmikroskop: AxioVision 4.9.1

Elektronenmikroskop: AxioVision 4.8.2

Manuelle oder halbautomatische Kalibrierung der Halter mit automatischer Software-Detektion von Markern
Bilduberlagerung

1h/200 Partikel

200

13
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Technische Daten

Zubehor

Probenhalter CorrMic MAT fiir Partikelanalyse; 47 mm (D)

Probenhalter CorrMic MAT fiir Partikelanalyse; 50 mm (D)

Klemmmechanismus fir Filterdurchmesser; 47 mm

Max. Scan-Durchmesser: 37 mm

Filterhalter ohne Deckglas

Halter fur 3 Kalibriermarken fir korrelative Mikroskopie (auch separat erhaltlich)
Stempelwerkzeug fur die Markierung von Filtern zum Ausrichten

Mit REM-Adapter

Kompatibel mit 80 mm-Schleuse

Klemmmechanismus fir Filterdurchmesser; 50 mm

Max. Scan-Durchmesser: 40 mm

Filterhalter ohne Deckglas

Halter fur 3 Kalibriermarken fir korrelative Mikroskopie (auch separat erhaltlich)
Stempelwerkzeug fur die Markierung von Filtern zum Ausrichten

Mit REM-Adapter

Kompatibel mit 80 mm-Schleuse

14
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Erleben Sie Service, der seinen Namen verdient

Ihr Mikroskop-System von ZEISS gehort zu Ihren wichtigsten Werkzeugen. Wir stellen sicher, dass es immer
betriebsfahig ist. Mehr noch: Wir sorgen daflr, dass Sie alle Méglichkeiten thres Mikroskops voll ausschdpfen.
Mit einer breiten Palette an Dienstleistungen arbeiten unsere Experten noch lange nach lhrer Entscheidung
fur ZEISS kontinuierlich daran, dass Sie besondere Momente erleben: Momente, die Ihre Arbeit befligeln.

Reparieren. Instand halten. Optimieren.

Ihre ZEISS Protect Service-Vereinbarung sichert die Lebensleistung Ihres Mikroskop-Systems: Betriebskosten
werden planbar — Sie verringern Ausfallzeiten und profitieren von durchgangig optimierter System-
Performance. Sie wahlen aus mehreren Service-Optionen. Gemeinsam mit lhnen erarbeiten wir, welche
Protect Service-Vereinbarung am besten fir Sie, Ihr Mikroskop-System und die spezifischen Anforderungen
lhrer Organisation zugeschnitten ist.

Sie durfen sich auch jederzeit auf unseren Service on-demand verlassen. Unsere Service-Mitarbeiter analysieren
Ihren System-Status und beheben Stérungen per Fernwartung oder bei Ihnen vor Ort.

Erweitern Sie lhr Mikroskop-System

Ihr Mikroskop von ZEISS ist zukunftssicher ausgelegt: Offene Schnittstellen erlauben Ihnen, Ihr System nach
Wunsch zu erweitern — Sie erganzen Ihr System mit dem Zubehor Ihrer Wahl und bleiben immer auf dem
neuesten Stand. Auf diese Weise verlangern Sie die Produktivzeit Ihres ZEISS Mikroskops erheblich.

Profitieren Sie von der optimierten Leistung lhres Mikroskop-
Systems mit Servicedienstleistungen von ZEISS — jetzt und fiir
die kommenden Jahre.

>> Www.zeiss.com/microservice

15


http://microscopy.zeiss.com/microscopy/de_de/service-support/protect.html

Der Moment, in dem Sie ein prazises Ergebnis erhalten. Und absolute Sicherheit.
Fur diesen Moment arbeiten wir.

Auf den Punkt - v l
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Germany

Materials

microscopy@zeiss.com

http://www.zeiss.com/particleanalyzer

We make it visible.


http://www.zeiss.com/particleanalyzer

